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SEAJ推奨安全教育
テキスト改訂ポイント詳細

UPDATE:2025/4/2

一般（1～18章）/ガス(A1章)  R 4.08 ⇒ R4.09
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2025年度テキスト改訂内容について説明する。

2

概要
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テキスト種類
章

目次
2026

項目 受講者用 講師用 スキルテスト

一般用推奨安全教育(A1ガス含む) まえがき まえがき なし

受講者用テキスト R4.09 目次 目次 改訂 改訂 ‐
1 安全の基本 改訂 ‐ 改訂

講師用テキスト   R4.09 2 職場/作業環境 改訂 改訂 ‐
スキルテスト R4.09 3 人間工学 ‐ ‐ ‐
更新教育用テキスト R4.09 4 手工具と電動工具 改訂 ‐ ‐

5 荷役装置 改訂 改訂 ‐
6 閉鎖空間 改訂 改訂 ‐
7 高所作業 ‐ ‐ ‐
8 電気関係の作業 改訂 改訂 改訂
9 化学物質の危険性 改訂 改訂 ‐

10 放射エネルギー ‐ ‐ ‐
11 機械的及び熱的な危険 改訂 ‐ -
12 加圧及び真空 改訂 改訂 ‐
13 無人搬送台車 改訂 ‐ ‐
14 産業用ロボット ‐ ‐ ‐
15 危険エネルギーの制御 ‐ ‐
16 保護具 改訂 改訂 ‐
17 リスクアセスメント ‐ ‐ ‐
18 緊急時の対応 改訂 改訂 ‐
用語集 用語集 ‐
参考文献 -

特定教育 A-1(9.6) ガスの安全教育 改訂 改訂 -

2025年度 改訂履歴
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改訂内容
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目次
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受講者用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

目次 【受講者用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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講師用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

目次 【講師用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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1 安全の基本
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受講者用テキスト
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1章 安全の基本 一般用テキスト1.4.2 【受講者用】

改訂理由：具体的な提唱された年への改訂
改訂内容：1931年に変更

【改訂前】 【改訂案】
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【改訂前】 【改訂案】

1章 安全の基本 一般用テキスト1.4.3 【受講者用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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スキルテスト
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1章 安全の基本 スキルテスト問３

【改訂前】 【改訂案】

改訂理由：文言の誤り
改訂内容：ルールの最高位は国家憲法なので「国家憲法であり次に法律がある」と変更
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1章 安全の基本 スキルテスト問８

【改訂前】 【改訂案】

改訂理由：具体的な提唱された年への改訂
改訂内容：1931年に変更
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1章 安全の基本 スキルテスト問８ （解答）解説Ｃ

【改訂前】 【改訂案】

改訂理由：具体的な提唱された年への改訂
改訂内容：1931年に変更
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2 職場/作業環境



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  19

受講者用テキスト
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2章 職場/作業環境 【受講者用】

改訂理由：各章テキストの「見出しの書式」の整合を取るため
改訂内容：第10章⇒10章 第9章⇒9章

【改訂前】 【改訂案】
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2章 職場/作業環境 【受講者用】

改訂理由：各章テキストの「見出しの書式」の整合を取るため
改訂内容：第16章⇒16章

【改訂前】 【改訂案】
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2章 職場/作業環境 【受講者用】

改訂理由：法令改正により熱中症対策が義務化されたことを追記
改訂内容：ノート部に熱中症対策が義務化された旨を追記

【改訂前】 【改訂案】
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講師用テキスト
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2章 職場/作業環境 【講師用】

改訂理由：法令改正により熱中症対策が義務化されたことを追記
改訂内容：ノート部に熱中症対策が義務化された旨を追記

【改訂前】 【改訂案】
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3 人間工学
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変更点

変更点なし
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4 手工具と電動工具
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受講者用テキスト



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  29

第4章 手工具と電動工具の使用上の注意 改訂内容

【改訂前】 【改訂案】

【受講者用】

改訂理由：テスターでは絶縁抵抗の測定不可／メガーは商標のため修正
改訂内容：テスターを削除し、絶縁抵抗計に変更
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5 荷役装置
に   やく
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受講者用テキスト
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5章 荷役装置 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：JIS B8924では明確に“引いて使用”とは記載されていない
改訂内容：JIS B8924の文言を削除し、“押す/引くでの操作”に修正
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講師用テキスト
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5章 荷役装置 【講師用】

改訂理由：改訂前文章ではJISに取扱い方法が記載されている様に読み取れる
改訂内容：記載順番を変更し、見誤らないように修正

【改訂前】 【改訂後】
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5章 荷役装置 【講師用】

改訂理由：JIS B8924では明確に引いて使用とは記載されていない
改訂内容：JIS B8924の文言を削除し、“押す/引くでの操作”に修正

【改訂前】 【改訂後】
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6 閉鎖空間
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受講者用テキスト
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6章 閉鎖空間 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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6章 閉鎖空間 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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講師用テキスト
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6章 閉鎖空間 【講師用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更

【改訂前】 【改訂後】
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6章 閉鎖空間 【講師用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更

【改訂前】 【改訂後】
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7 高所作業
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変更点

変更点なし
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8 電気関係の作業
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受講者用テキスト
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8章 電気関係の作業 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 厚生労働省発表の統計資料が更新されたため
改訂内容： 最新の過去5年間の統計資料を掲載



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  48

8章 電気関係の作業 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 厚生労働省発表の統計資料が更新されたため
改訂内容： 最新の過去6年間の統計資料を掲載
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8章 電気関係の作業 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 字句修正
改訂内容： 電流は”高い”と表現しないため、”多く流れる”という表現に変更
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8章 電気関係の作業 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 字句修正
改訂内容： “電流が戻る”の表現は一般的に使用しないため、表現を変更
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8章 電気関係の作業 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 字句修正
改訂内容： スライド部と重複している個所を削除
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講師用テキスト



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  53

8章 電気関係の作業

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 字句修正
改訂内容： “電流が戻る”の表現は一般的に使用しないため、表現を変更

【講師用】
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8章 電気関係の作業

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： 字句修正
改訂内容： テキストの説明に合わせるため、表現を変更

【講師用】
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スキルチェック
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8章 電気関係の作業

【改訂前】 【改訂後】

【講師用】

改訂理由： 選択肢の変更
改訂内容： 使用されていない選択肢があるため、変更
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8章 電気関係の作業

【改訂前】 【改訂後】

【講師用】

改訂理由： 選択肢の変更
改訂内容： 使用されていない選択肢があるため、変更
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9 化学物質の危険性
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受講者用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

9章 化学物質の危険性 【受講者用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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講師用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

9章 化学物質の危険性

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更

【講師用】
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【改訂前】 【改訂後】

9章 化学物質の危険性 【講師用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一/「第17章参照」の記載が間違っている。
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更/「第17章参照」を「16章参照」に修正
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9章 付録
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変更点

変更点なし
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特定教育
A1ガスの安全教育

「9.6 ガスの安全教育」は、高圧ガスを取り扱う作業について特定教育として編入
されています。自社の教育目的に必要な場合に実施します。
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受講者用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

A1ガス (9.6以降) 【受講者用】

改訂理由：6章の名称の記載ミス
改訂内容：密閉空間を閉鎖空間へ修正
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【改訂前】 【改訂後】

A1ガス (9.6以降) 【受講者用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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【改訂前】 【改訂後】

A1ガス (9.6以降) 【受講者用】

改訂理由：6章の名称の記載ミス
改訂内容：密閉空間を閉鎖空間へ修正
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講師用テキスト



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  72

【改訂前】 【改訂後】

A1ガス (9.6以降) 【講師用】

改訂理由：6章の名称の記載ミス
改訂内容：密閉空間を閉鎖空間へ修正
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【改訂前】 【改訂後】

A1ガス (9.6以降) 【講師用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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【改訂前】 【改訂後】

A1ガス (9.6以降) 【講師用】

改訂理由：「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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10 放射エネルギー
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変更点

変更点なし
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11 機械的および熱的な危険



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  78

受講者用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

11章 機械的および熱的な危険 【受講者用】

改訂理由： 「第ｘｘ章」ではなく「ｘｘ章」で統一
改訂内容：第を削除し、「ｘｘ章」に変更
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12 加圧および真空



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  81

受講者用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：学習目的に加圧、真空内部に内在する可能性がある化学物資に言及コメント追加

本章のページ構成修正で学習項目修正



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  83

【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：加圧、真空に加え、同圧の説明を加えることで理解しやすくするために修正
改訂内容：スライド部に、加圧、同圧、真空一覧表にすることで比較しやすく

ノート部にそれぞれの状態についての説明を加えた。
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：新たに加えたページ説明のために、真空の力の説明を前半に加えました。
改訂内容：内部が真空の1m²面積に、いくつの真空の力が掛かっているかとノート部に

具体的な真空の力による危険源を説明を加えています。



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  85

【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した。
改訂内容：スライド部：真空装置での加圧箇所、真空箇所、反応生成物を示す図を追加

ノート部：具体的な使用箇所、それらの箇所での危険性の説明文を追加

なし
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：同じ値でも、単位が違うと実際に掛かっている圧力が違い危険なことを説明する

内容を追記、圧力に関する単位換算表を追加

なし
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：経年劣化の事故事例を追記
改訂内容：加圧箇所に使用している部品の経年劣化による事故を追記



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  88

【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：スライド部の圧力計を変更
改訂内容：0.5MPaを示している圧力計の図に変更
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：圧力の誤調整による危険性を示す図と具体的な手順を追加

なし
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：真空破壊が起こった際の状態の説明を追加、事故事例、手順例を追加
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【受講者用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：追加ページ等に対応するまとめページを追加

なし
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講師用テキスト
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：本章のページ構成修正で学習項目修正
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：加圧、真空に加え、同圧の説明を加えることで理解しやすくするために修正
改訂内容：スライド部に、加圧、同圧、真空一覧表にすることで比較しやすく

ノート部にそれぞれの状態についての説明を加えた。
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：新たに加えたページ説明のために、真空の力の説明を前半に加えました。
改訂内容：部品が圧力に耐える状態か？部品を取り外しても差圧がない状態かを確認して

作業を進めることの重要性を記載
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：スライド部：真空装置での加圧箇所、真空箇所、反応生成物を示す図を追加

ノート部：具体的な使用箇所、それらの箇所での危険性の説明文を追加

なし
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：同じ値でも、単位が違うと実際に掛かっている圧力が違い危険なことを説明する

12.2.1記載の圧力の換算説明を本ページに移動

なし
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由： 12.3.1ページ追加に伴い一部記載を移動
改訂内容：【参考】(圧力の換算)の記載を削除し、12.3.1へ移動
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：スライド部の圧力計を変更
改訂内容：0.5MPaを示している圧力計の図に変更

「～する。」を「～します。」に統一



Semiconductor  Equipment  Association  of Japan
安全教育専門委員会 Page  100

【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：圧力の誤調整による危険性を示す図と具体的な手順を追加

なし
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：真空破壊が起こった際の状態の説明を追加、事故事例、手順例を追加
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【改訂前】 【改訂後】

12章 加圧および真空 【講師用】

改訂理由：2024年度スキルアップセミナー講習内容を反映した
改訂内容：追加ページ等に対応するまとめページを追加

なし
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13 無人搬送台車
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受講者用テキスト
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13章 無人搬送台車 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： UTVの対象を明確にする
改訂内容： UTV→RGVに変更
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13章 無人搬送台車 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由： UTVの対象を明確にする
改訂内容： UTV→OTVに変更
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14 産業用ロボット
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変更点

変更点なし
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15 危険エネルギーの制御
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変更点

変更点なし
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16 保護具
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受講者用テキスト
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16章 保護具 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：ページ記入を章ページ番号記入に変更 
改訂内容： 243ページ→16-13に変更
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講師用テキスト
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16章 保護具

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：「日本産業規格C1509:普通騒音計規格適合品」規格以降に伴う図の差し替え
改訂内容：「日本工業規格C1502…」→「日本産業規格C1509…」に変更

【講師用】
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17 リスクアセスメント
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変更点

変更点なし
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18 緊急時の対応
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受講者用テキスト
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18章 緊急時の対応 【受講者用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：救急車到達時間を最新データに改訂
改訂内容：ノート部の救急車到着までの全国平均を、令和7年実績消防庁の発表データへ
変更する。
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講師用テキスト
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18章 緊急時の対応 【講師用】

【改訂前】 【改訂後】

改訂理由：救急車到達時間を最新データに改訂
改訂内容：ノート部の救急車到着までの全国平均を、令和7年実績消防庁の発表データへ
変更する。
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用語集
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変更点

変更点なし
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参考文献
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変更点

変更点なし
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改訂履歴
改訂日 対象ページ 改訂理由

2026/4/2 P120,122 比較用の改訂前の貼りつけ資料が、違うものが貼りつけられている。
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